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Warszawa, dnia 21.03.2025 r.

Zapytanie w celu oszacowania warto$éci zamoéwienia
polegajacego na dostawie prasy do spiekania
w wysokiej temperaturze technika FAST/SPS

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartosci zamoéwienia Siec
Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki zwraca sie
z prosbg o przedstawienie informacji dotyczacych szacunkowych kosztéw
realizacji nizej opisanego zamowienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartoéci zamodwienia nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak réwniez nie jest ogtoszeniem ani zapytaniem
0 cene W rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Informacja ta ma
na celu wytacznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztéw
realizacji opisanej dostawy.

1. ZAMAWIAJACY

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
al. Lotnikéw 32/46,
02-668 Warszawa

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz
szkolenie z zakresu obstugi:

Prasa do spiekania w wysokiej temperaturze technika FAST/SPS
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Specyfikacja urzadzenia podana jest ponizej:

LP | Wymagany parametr oraz zakres wartosci

1 | Zasilanie urzadzenia: 3 x 400V + 10%, 50Hz

2 | Maksymalne wymiary instalacyjne (wraz z szafami sterowniczymi): szerokosc:
4500 mm, gtebokosé: 3000 mm, wysokos$é: 3200 mm

3 Pojemnoé¢ komory prézniowej: w zakresie od 40 do 550 dm?

4 | Komora prézniowa wystarczajgca do instalacji zestawdw narzedzi grafitowych o
Srednicy nominalnej do 80 mm

5 | Komora prézniowa z ptaszczem chtodzgcym oraz popychacze chtodzone cieczg
chtodzaca.
System grzania

6 | Minimalny przesuw stempli prasy 90 mm

7 | Komora préozniowa wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozje

8 | Maksymalny nacisk prasy: nie mniejszy niz 29 ton

9 | Predkos$¢ przesuwu stempla nie mniejsza niz 1 mm/s

10 | Moc zasilacza: minimum 99 kVA

11 | Zakres napiecia wyjsciowego zasilacza: od 0 do minimum 10V

12 | Zakres pradu wyjsciowego zasilacza: od 0 do minimum 10 000 A

13 | Predkos¢ nagrzewania: od 1 °C/min do 250 °C/min do 2000°C lub szybciej

14 | Temperatura pracy ciggtej: minimalnie 2000°C

15 | Pomiar temperatury poprzez pirometr w zakresie od 100°C do minimum 2000°C

16 | poprzez termopare typu K (RT do 1000°C), dowolnie pozycjonowane

17 | Pomiar przemieszczenia stempla o doktadnosci 10 um lub lepszej
System gazowy/prézniowy

18 | Cisnienie robocze w komorze spiekania od prézni do 1050 mbar

19 | System pomp prézniowych: pompa rotacyjna 2-stopniowa oraz pompa
turbomolekularna o szybko$ci pompowania nie mniejszej niz 500 dm?3/s

20 | Cisnienie koricowe nie wieksze niz 7x10? Pa

21 | Gazy procesowe: Argon, Azot

22 | Sterowane dawkowanie gazu z zakresie 0-10 dm3/min
Sterowanie/regulacja

23 | Programowalny system automatycznego sterowania temperaturg

24 | Programowalny system automatycznego sterowania sitg nacisku

25 | Urzadzenie umozliwiajace cyfrowe przechowywanie i wizualizacje danych
procesowych

26 | Awaryjny system zasilania zapewniajgcy podtrzymanie systemu akwizycji danych
przez minimum 1 godzine w przypadku zaniku zasilania sieci energetycznej,
umozliwiajgcy bezpieczne dla operatora i urzagdzenia wygaszenie procesu
technologicznego

27 | Niezalezny system chtodzenia o mocy nie mniejszej 35 kW i przeptywnie
nominalnym nie mniejszym niz 50dm3/min

28 | System musi by¢ wyposazony w systemy bezpieczenstwa oraz wytgcznik
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awaryjny do dezaktywacji pracy.

29 | System musi zawierac¢ peten zestaw materiatéw eksploatacyjnych takich jak:
Minimum 5 kompletéw uszczelnien prézniowych,

Minimum 5 sztuk dla kazdego wziernika,

Minimum 10 termopar

30 | Zestawy narzedzi z grafitu prasowanego na gorgco o wytrzymatosci na zginanie
nie mniejszej niz 50 MPa, przeznaczonych do spiekania materiatéw sypkich o
docelowej geometrii walca o Srednicy prébki:

e 10 stozkéw pozycjonujgcych dla srednicy nominalnej 12.7 mm

e 10 stozkdéw pozycjonujgcych dla srednicy nominalnej 25 mm

e 10 stozkédw pozycjonujacych dla srednicy nominalnej 40 mm

e 10 stozkdéw pozycjonujgcych dla srednicy nominalnej 50 mm

e 6 stozkdw pozycjonujacych dla Srednicy nominalnej 75 mm

e 6 stozkéw pozycjonujgcych dla srednicy nominalnej 80 mm

31 | Zestawy matryc oraz stempli wykonanych z grafitu prasowanego na gorgco o
wytrzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 50 MPa:
e 50 zestawdw o srednicy nominalnej 12.7 mm (100 stempli i 50 matryc)
e 50 zestawodw o srednicy nominalnej 25 mm (100 stempli i 50 matryc)
e 50 zestawdw o srednicy nominalnej 40 mm(100 stempli i 50 matryc)
e 50 zestawdw o srednicy nominalnej 50 mm (100 stempli i 50 matryc)20
zestawdw o Srednicy nominalnej 75 mm (40 stempli i 20 matryc)
e 10 zestawdw o srednicy nominalnej 80 mm

32 | Folia grafitowa do uszczelniania uktadéw matryc, co najmniej 1 rolka o dtugosci
100 metréw, szerokosci minimum 0.5 m oraz czystosci minimum 99.99%

33 | Grafitowa mata izolacyjna o grubosci minimum 10 mm oraz wytrzymatosci
temperaturowej minimum 2400°C, co najmniej 20 m?

34 | Sznur grafitowy, co najmniej 100 m sznura o wytrzymatosci nie mniejszej niz
2000°C

35 | Prasa laboratoryjna jednoosiowa do wstepnego przygotowania prébek o sile
nacisku minimum 30 ton o minimalnej $rednicy pola roboczego 110 mm

36 | Prasa laboratoryjna izostatyczna do wstepnego przygotowywania probek o
cisnieniu prasowania minimum 400 MPa

37 | Stanowisko do oczyszczania pobocznicy prébek po procesie spiekania:
e Moc silnika: minimum 800W

e Rozstaw ktédw: minimum 400mm

e Zakres predkosci obrotowych: 50-2500 RPM

e Wyswietlacz cyfrowy dla osi X oraz Z

38 | Suszarka prézniowa z pompg do przechowywania materiatéw sypkich
e Objetosc¢ suszarki: Minimum 55 litréw

e Maksymalna temperatura pracy: minimum 200°C
Zintegrowany regulator temperatury

Préznia koricowa: 1 mbar lub lepsza

39 | Stanowisko do przygotowywania zestawu do spiekania materiatéw z
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wymuszonym wyciggiem, zamykang strefg roboczg oraz przestrzenig robocza
min. 1500 mm x 600 mm x 1700 mm oraz stanowisko do przygotowania zestawu
do spiekania materiatéw reaktywnych w atmosferze ochronnej Argonu o
przestrzeni roboczej minimum 1200mm x 900mm x 900mm.

40

Szafa stalowa z wbudowanym wentylatorem wyciggowym do przechowywania
zestawow grafitowych i materiatéw sypkich o wymiarach nie mniejszych niz 800
mm x 2000 mm x 500 mm

41

Laboratoryjna automatyczna walcarka do przygotowania folii grafitowych o mocy
minimum 100 W oraz zakresie grubosci walcowania do 2 mm.

42

Jednostka umozliwiajgca zdalne sterowanie urzadzeniem, oraz kontrole
przebiegu procesu, o parametrach nie nizszych niz: 16 GB pamieci ram, dysk SSD
1 TB, monitor full HD 14”.

43

Piaskarka do oczyszczania probek z grafitu po procesie spiekania o pojemnosci
nie mniejszej niz 900 dm?3, oéwietlang komorg robocza, wtasnym zrédtem
sprezonego powietrza oraz noznym systemem sterowania.

Inne wymagania

44

Czas realizacji zamdwienia nie moze przekracza¢ 18 tygodni od daty podpisania
umowy oraz daty 15.11.2025.

Dostawca zagwarantuje mozliwo$¢é odbioru wstepnego w siedzibie dostawcy (na
koszt dostawcy).

45

Dostawca systemu zainstaluje i skalibruje system w miejscu wyznaczonym przez
zamawiajgcego oraz wykona wszystkie dodatkowe prace adaptacyjne, w tym
instalacyjne, niezbedne do przystosowania istniejgcych do mozliwosci instalacji i
uzytkowania urzadzen. Wykonywane prace nie mogg ingerowa¢ w kluczowe
instalacje infrastruktury.

Zamawiajgcy ma prawo do weryfikacji zadeklarowanych parametréw poprzez
przedstawienie raportu w postaci dokumentéw, wizji lokalnej lub fizycznej
prezentacji danego parametru.

W trakcie instalacji wykonane zostang 3 procesy weryfikacyjne, potwierdzajgce
zadeklarowane parametry systemu spiekania (maksymalne cisnienie,
maksymalng temperature, maksymalng srednice).

Wymagane jest szkolenie dla 3 pracownikdéw z obstugi urzadzenia. Szkolenie
przeprowadzone zostanie przez Wykonawce, w miejscu instalacji urzadzenia,
trwac bedzie przynajmniej 1 dzien roboczy.

Urzadzenie wraz ze wszystkimi podzespotami musi posiada¢ deklaracje zgodnosci
CE producenta

Instrukcje obstugi przedmiotu zamodwienia muszg byé w jezyku polskim. Obstuga
wszystkich elementéw przedmiotu zamdwienia musi byé mozliwa przy
wykorzystaniu jezyka polskiego lub angielskiego. Instrukcja obstugi bedzie

Strona4z5

KRAJOWY

. Sfinansowane przez
ﬁ_ PLAN g;lesckzaposl)()llta Unie Europejska
=m_- ODBUDOWY - NextGenerationEU

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

02-668 Warszawa, al. Lotnikow 32/46, Tel.: +48 22 548 78 15 | imif.lukasiewicz.gov.pl
E-mail: dyrektor@imif.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000865821
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001




dostarczona w wersji papierowej lub elektroniczne;j.

49 | Dokumentacja techniczna urzadzenia w jezyku polskim lub angielskim.
Dokumentacja musi by¢ dostarczona w wersji elektronicznej lub papierowej.

50 | Gwarancja na system spiekania musi wynosi¢ co najmniej 12 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru.

3. ELEMENTY WYCENY

W wycenie Wykonawca powinien zawrzec:

1) nazwe, adres Wykonawcy, osobe do kontaktow;

2) cene w PLN/EUR/USD/GBP (netto i brutto) uwzgledniajacq wszystkie
koszty realizacji zamowienia.

4. FORMA SKLADANIA WYCENY
Elektronicznie na adres: kamil.kaszyca@imif.lukasiewicz.gov.pl
5. TERMIN SKLADANIA WYCENY

28.03.2025 r. godz. 15:00

6. OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW:

Kamil Kaszyca, kamil.kaszyca@imif.lukasiewicz.gov.pl

Strona52z5
/\ KRAJOWY . Sfinansowane przez
— Rzeczpospolita . )
— PLAN Polska Unie Europejska
=m_- ODBUDOWY NextGenerationEU

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

02-668 Warszawa, al. Lotnikow 32/46, Tel.: +48 22 548 78 15 | imif.lukasiewicz.gov.pl

E-mail: dyrektor@imif.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000865821

Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001



